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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月28日(2018.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子除去のための装置であって、
　基板支持面を有する基板固定装置と、
　粒子状物質清掃用品を受容し、基板支持面の上方に、また基板支持面に接して、前記粒
子状物質清掃用品の経路を有するように構成された供給アセンブリ及び巻上げアセンブリ
と、
　前記粒子状物質清掃用品と基板とを分離するように構成された基板配置装置と
を含む装置。
【請求項２】
　前記基板配置装置は、複数のリフトピンを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記粒子状物質清掃用品は、その中に形成される複数の開口部であって、前記複数のリ
フトピンに位置合わせされるように構成される複数の開口部を有する、請求項２に記載の
装置。
【請求項４】
　前記基板固定装置は、静電気力を提供するように構成された電極を含む、請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記粒子状物質清掃用品は織布である、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
前記粒子状物質清掃用品は、前記基板支持面に対して非粘着性である、請求項１に記載の
装置。
【請求項７】
　前記基板配置装置は、ロボットアームを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　粒子除去のための方法であって、
　一又は複数の開口部を有する粒子状物質清掃用品が配置された基板支持面と、一又は複
数のリフトピンとを有する基板固定装置に、基板の裏側の少なくとも一部分を固定するこ
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とと、
　前記基板を前記粒子状物質清掃用品から分離し、複数の粒子の少なくとも一部が前記粒
子状物質清掃用品に付着して運ばれることと、
　一又は複数の開口部が前記一又は複数のリフトピンの上方に配置されるように前記粒子
状物質清掃用品に指標付けすることと
を含む方法。
【請求項９】
　前記基板固定装置を横断して、前記粒子状物質清掃用品を前進させることを更に含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　固定することは、前記基板支持面の上に静電気力を生成すること又はロボットアームを
使用して前記粒子状物質清掃用品に対して前記基板を配置することを更に含む、請求項８
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記粒子状物質清掃用品はポリイミドを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　粒子除去のための装置であって、
　基板支持面と複数のリフトピンを有する基板固定装置と、
　前記基板支持面の上方に配置される前進可能な粒子状物質清掃用品であって、その中に
形成された複数のリフトピン開口部を有する粒子状物質清掃用品と、
　前記基板固定装置の上に前記粒子状物質清掃用品を配置するための測定基準を提供する
ように構成された光学検知装置と
を含む装置。
【請求項１３】
　前記光学検知装置は、前記粒子状物質清掃用品の位置と飽和の両方を決定する、請求項
１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記基板固定装置は、静電気力を提供するように構成された電極を含む、請求項１２に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記粒子状物質清掃用品は、前記基板支持面の反対側に向いた前記粒子状物質清掃用品
の側面に配置された粘着層を含む、請求項１２に記載の装置。
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